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(57) MeRanordnung zur zerstdrungsfreien Messung der Schichtdicke bzw. des Flachenwiderstandes und der
Homogenitat von elektrisch leitenden Schichten. Die Erfindung betrifft ein Gerat zur zerstérungsfreien Messung der
Schichtdicke und des Flichenwiderstandes sowie der Homogenitat von elektrisch leitenden Schichten auf halb- oder
nichtleitendem Substrat mittels Tastspul-Wirbelstromverfahren. Sie sind iiberall dort anwendbar, wo die Parameter
diinner leitender Schichten wie Schichtdicke oder Flichenwiderstand und deren Homogenitat gemessen werden
sollen, vorzugsweise in der Halbleiter- und der optischen Industrie. Der Hauptbestandteil ist eine Matrixanordnung
aus Tastkopfen. Jeder Tastkopf enthilt eine Tastspule, die Giber einen zweipoligen elektronischen oder
elektromagnetischen Schalter mit der Tastkopfschaltung verbunden ist. Die spezielle Form der Tastspule,
vorzugsweise eine Kernspule mit einem Schalenkern, in Verbindung mit einem zeitlich gestaffelten Abfragen der
Tastkopfe verhindert eine gegenseitige Beeinflussung und erméglicht somit die Gewinnung von mehreren
MeRwerten fiir die Probe und daraus folgend eine Homogenititsmessung.
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MeRanordnung zur zerstorungsfreien Messung der Schichtdicke bzw. des Fldchenwiderstandes und
der Homogenitat von elektrisch leitenden Schichten auf nicht- oder halbleitendem Tréger mittels
Tastspulwirbelstromverfahren, dadurch gekennzeichnet, daf? eine Anordnung mehrerer Tastképfe (1)
in einer Matrixform angeordnet sind, wobei die Tastkdpfe (1) Tastspulen (5) enthalten, die
vorzugsweise Schalenkernspulen mit einem einfachen Kern aus einem HF-tauglichen Material sind,
wobei die Tastspulen (5) (iber einen zweipoligen elektronischen oder elektromagnetischen Schalter (6)
mit der Tastkopfschaltung (7) verbunden sind.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebist der Erfindung

Die Erfindurg ist iberall dort anwendbar, wo diinne Metallschichten auf nicht- oder halbleitendem Substrat beziiglich der
Homogenitat der Schichtdicke bzw. des Flachenwiderstandes zu messen sind, insbesondere in der Halbleiterindustrie zur
Messung an Metallisierungen auf Isolatoren bzw. Halbleitern.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Bisher sind in der Technik mehrere Anordnungen zur Messung von Schichtdicke und Fldchenwiderstand sowie deren
Homagenitdt bekannt/1/. Dabei werden radiographische, akustische, elektrische oder magnetische Verfahren angewandt. Fiir
die Messung dinner Schichten sind akustische und radiographische Verfahren wegen ungeniigender Genauigkeit und
Auflosung sowie des hohen apparativen und arbeitsschutztechnischen Aufwandes ungeeignet. Bei den elektrischen Methoden
haben die Potentialsondenverfahren groBe Bedeutung erlangt. Nachteilig ist jedach der notwendige Einsatz von Sondennadeln
zur Kontaktierung, wodurch es zu einer Beschadigung der Schichtkommen kann, Im Bereich bis <100 nm Schichtdicke ist damit
die Zerstorung der Schicht und ihre Unbrauchbarkeit fiir den weiteren technologischen Prozefl verbunden.

Bei den magnetischen Verfahren hat sich fiir die Messung besonders an diinnen Schichten das Tastspul-Wirbelstromverfahren
durchgesetzt. Rie fiir die Fehlerortung bzw. Homogenitatsmessung wichtige punktgenaue Messung ist dabei durch eine
aufwendigs Konstruktion des MeRkopfes erreicht worden/2, 3/. Die Gewinnung von mehreren Mef3punkten mufB3te durch
mechanis:che Bewegung erfolgen, wobei eine Beschadigung bzw. Verschmutzung der Schicht méglich war. Der notwendige
hohe Zeitaufwand ist ein weitersr Nachteil dieser Methode.

1 Blumenausr, Herst: Werkstoffprifung VEB Verlag Grundstoffindustrie, Leipzig, 1984
2 GO01B7/10 DE OS 3331407
3 G01B7/10 DE OS 3437253

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der Erfindung, eine Anordnung zur Messung der Schichtdicke bzw. des Flichenwiderstandes elektrisch leitender
Schichten zu schaffen, die mit geringem Material- und Zeitaufwand eine Bestimmung der Homogenitit dieser Schichten
gewidhrleistet, zerstorungsfrei arbeitet und eine mechanische Bewegung der Probe vermeidet, wobei eine Verwendbarkeit der
Anordnung bis zu Schichtdicken kleiner als 100nm ermdglicht sein muB.

Darlegung des Wesens der Erfindung

DerErfindungliegt die Aufgabe zugrunde, eine solche Anordnung zur Messung der Schichtdicke bzw. des Flichenwiderstandes
zu schaffen, die eine Messung der Homogenitat der genannten GréRen tiber die Probe erméglicht und dabei mechanische
Bewegungen und Zerstérungen der Probe auch bei Schichtdicken kleiner als 100 nm vermeidet.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, dal als MeBanordnung eine Matrizenanordnung aus mehreren, speziell
geformten Tastkdpfen verwendet wird, die die MeBwerte fiir verschiedene Punkte der fest angeordneten Probe liefern und dazu
nacheinander an das nach dem Tastspulwirbelstromprinzip arbeitende MeRgerit geschaltet werden und dafd die somit
erhaltenen MeBwerte mit verschiedenen Verfahren ausgewertet werden kénnen, um Aussagen (iber die Homagenitét der
Schichtzuerhalten. Die BBeeinflussung der Tasikdpfe untereinander wird dabei durch ihre Form und durch das serielle Anschalten
und Abfragen verhindeit.

Ausfithrungsbeispiel
Anhand eines Ausfiihrungsbeispieles soll die Erfindung erlautert werden. In den zugehérigen Zeichnungen zeigen

Fig.1: die Anordnung der Tastkopfe 1im Probei.halter 2 in der Draufsicht und
Fig.2: die Blockschaltung des MeRaufbaues.
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Der Probenhalter 2 enthilt dabei auBer den Tastkdpfen 1 eine Vorrichtung 3 zum Justieren der Probe 4 bzw. zur Einstellung einer
definierten Lage zwischen den Tastképfen 1 und der Probe 4. Die Tastkdpfe 1 sind so angeordnet, daf ein Kopf den
MittelpunktmeBwert und jewsils vier Kdpfe, um je 90° versetzt, Werte fiir einen bestimmten Mekreis mit dem Abstand R, bzw.
R, vom Mittelpunkt liefern. Damit ist bereits eine gute Homogenititsuntersuchuig méglich. Eine Vervielfachung der
MeRpunktanzahl auf den MeBkreisen ist realisierbar. .

Jede der Tastspulen 5 wird tiber einen elektronischen oder elektromagnetischen, zweipoligen Schalter 6 mit der
Tastkopfschaltung 7 verbunden. Diese liefert ein MeBwaertsignal tiber den MeBstellenumschalter 8 an die Auswerteschaltung 9.
Das synchrone Umschalten des MeRstellenumschalters 8 und der Tastkopfschalter 6 wird durch den Zéhler 10 gesteuert, der
mittels Handtaste 11 oder automatisch von der Auswerteschaltung 9 weitergeschaltet wird. Die Form der Tastspulen 5 als
Kernspylen mit einfachen Schalenkernen aus einem HF-tauglichen Material und die zweipolige Abschaltung nicht benétigter
Tastspulen 5 durch die Schalter 6 schlieBt dabei eine gegenseitige Beeinflussung zuverldssig aus. Die Kernform ermdoglicht
auBerdem eine Verringerung dei fiir die bendtigten MeRflache und sichert damit eine gezielte Messung und die starke
Verringerung des Randeinflusses.
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